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Nombre de la UNIDAD/Técnica: Unidad de Microscopia Electronica.

Pulverizacion catédica (sputtering) Leica EM ACE200
Responsable: Gilberto del Rosario Hernandez

Teléfono: 914 887 348

Email cat.sem@urijc.es

gilberto.delrosario@urijc.es

Principios de la Técnica

El principio del Sputtering consiste en utilizar la energia de un plasma (gas parcialmente ionizado) sobre
la superficie de un objetivo (catodo), para extraer los atomos del material uno a uno y depositarlos
sobre el sustrato.

Para ello, se crea un plasma mediante la ionizacion de un gas puro (normalmente argén). Este plasma
esta compuesto de iones Art que se aceleran y confinan alrededor del objetivo debido a la presencia
de un campo magnético. Cada atomo ionizado, al golpear el objetivo, transfiere su energia y desgarra
un atomo, teniendo suficiente energia para ser proyectado al sustrato.

Al bombardear una superficie con iones se pueden producir diversos efectos, dependiendo de los iones
utilizados y de su energia cinética:

I. Se retira material del objetivo bombardeado (catodo).
2. Los iones se incorporan al material objetivo y alli entran, posiblemente como un compuesto quimico.

3. Los iones se condensan sobre el sustrato bombardeado, donde forman una capa: deposicion por haz
de iones.
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Descripcion del Servicio/Ensayos que ofrece

Aplicaciones

El recubrimiento de muestras es necesario en el campo de la microscopia electroénica para permitir o
mejorar la obtencion de imagenes de las muestras. La creacion de una capa conductora de metal sobre
la muestra inhibe la carga, reduce el dano térmico y mejora la senal de electrones secundarios necesaria
para el examen topografico en el SEM. Se necesitan finas capas de carbono, transparentes al haz de
electrones, pero conductoras, para el microanalisis de rayos X, para soportar peliculas en rejillas y
respaldar réplicas que se visualizaran en el TEM.

Presentacion de las muestras para el sputtering

Se estudian muestras biologicas (previamente fijadas y deshidratadas) y muestras industriales, de
dimensiones hasta 40 mm de didmetro.

Equipos Disponibles

. Equipo Leica EM ACE200 (Recubridor de bajo vacio Leica EM ACE200)
. Cabezal Evaporador Carbono

. Cabezal Sputter Oro/Platino

. Target Oro o Platino

. Destornillador para cabezal de Carbono

. Fibra de Carbono.
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